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雷射共焦顯微鏡 LEXT OLS4000 :  
‧概要   ‧特長   ‧規格  
配置 405 nm 雷射，可以對微小領域進行高解析度的 3 維觀察、計測和粗糙度測量 
配置新開發的雙共焦系統，可以測量那些原本難以測量的樣品。此外，還加強了粗

糙度測量功能，靈活運用非接觸式測量的優點，其輸出結果有著與接觸式表面粗糙

度測量儀相同的操作性和互換性。 
3D 測量雷射共焦顯微鏡 LEXT OLS4000 : 特長(1) 
‧概要   ‧特長   ‧規格 
‧精益求精的測量性能 
‧理想的操作環境 
‧卓越的粗糙度分析能力 
●精益求精的測量性能 
輕鬆檢測尖銳角 
採用了有著高 N.A. 的專用物鏡，和能最大限度發揮 405 nm 雷射性能的專用光學系

統，LEXT OLS4000 可以精確的測量一直以來無法測量的有尖銳角的樣品。

 



克服反射率的差異 
LEXT OLS4000 採用了新開發的雙共焦系統。由於配置了 2 個共焦光學系統，那些

一直以來使用鐳射顯微鏡難以測量的、含有不同反射率材料的樣品，也能在 LEXT 
OLS4000 上獲得鮮明的影像。 

 
穩定測量環境 
為了排除來自外部的影響，穩定測量，LEXT OLS4000 機座內置了由螺旋彈簧和阻

尼橡皮組成的“混合減震機構”。所以，可以把 LEXT OLS4000 放在普通的桌子進行

測量作業，不需要專用的防震平臺 
  
 
 
 
 
 
 
世界首台有 2 個性能保證的雷射顯微鏡 
表示測量儀器的測量精度的，有 2 個指標。一個是測量值與真正值的接近程度（正

確性），另一個則是多次測量值的偏差程度（重複性）。OLS4000 是世界首台保證了“正
確性”和“重複性”的雷射顯微鏡。 

 
更加真實的再現微小凹凸 
微分干涉觀察是超越了雷射顯微鏡的解析度、可以觀察到奈米以下微小凹凸的觀察

方法。LEXT OLS4000 通過安裝在物鏡上方的 DIC 分光棱鏡，將照明光橫向分為兩



束光線來照射樣品。取得由樣品直接反射回來的兩束光線的差，生成明暗對比，從

而實現對微小凹凸的立體觀察。LEXT OLS4000 採用了微分干涉觀察，即使是低倍

率的動態觀察，也能得到接近電子顯微鏡解析度的影像。 

 
對應大範圍觀察 
在高倍率影像觀察中，視場範圍會變窄。LEXT OLS4000 搭載了縫合功能，最多可

拼接 500 幅影像，從而能得到高解析度和大視場範圍的影像資料。不僅如此，LEXT 
OLS4000 還能對該大視場影像進行 3D 顯示和 3D 量測。 

 

3D 測量雷射共焦顯微鏡 LEXT OLS4000 : 特長(2) 
‧概要   ‧特長   ‧規格 
‧精益求精的測量性能 
‧理想的操作環境 
‧卓越的粗糙度分析能力 
●理想的操作環境  
通過 ID 管理來強化自定義和安全性 
操作者可以使用自己的 ID 登錄系統，對影像資料庫和操作環境進行自定義。報告

和影像上會顯示 ID 號碼，如此一來，不論任何人、何時創建或拍攝等資訊便一目

了然。此外，還可以對每個 ID 設置級別，管理者可以自由分配各操作者的操作範

圍和功能範圍。 
 



 
 
即使是初次使用也能安心操作的嚮導功能 
LEXT OLS4000 搭載了詳細的嚮導功能，即使是初次使用也能立即操作儀器，不需

要在閱讀使用說明書或培訓上花費時間。也可以對嚮導功能進行自定義 
不會在觀察中“迷路”的 Macro 圖 
一直以來，由於高倍率觀察時的視場變窄，經常會有不知道在觀察樣品的哪一部分

等情況發生。LEXT OLS4000 搭載了 Macro(宏觀圖)功能，始終顯示低倍率觀察時

的大範圍影像，在影像上指出“現在在這裏”。 

 
避免接觸和損壞樣品、自動調整影像的電動物鏡轉換器 
為了避免切換物鏡時損壞樣品，LEXT OLS4000 搭載了標準配置的電動物鏡轉換

器。切換物鏡時，物鏡轉換器自動退避，不會接觸樣品。不僅如此，電動物鏡轉換



器還能同時自動對準焦點和影像中心，調整合適的亮度，實現了輕鬆的倍率變換操

作。  
能提供熟練操作者描繪水準的 INR 演算法 
OLYMPUS 根據長年積累的經驗和技術，成功的在設備中嵌入了相當於熟練操作者

水準的異常值判斷基準。這就是新搭載在 LEXT OLS4000 中的 INR(Intelligent Noise 
Reduction) 演算法。初次操作儀器的操作者也能輕易獲得與熟練操作者一樣水準的

影像。 

 

實現了製作報告時必需的快速和簡明易懂 
雷射顯微鏡可以代替相關人員，快速而清楚地把觀察和測量結果製作成報告。LEXT 
OLS4000 在測量結束後，只要一個點擊就可以完成報告。同時，LEXT OLS4000 還
備有充實的編輯功能，可以自由自在地制定各種報告範本。 



 
3D 測量雷射共焦顯微鏡 LEXT OLS4000 : 特長(3) 
‧概要   ‧特長   ‧規格 
‧精益求精的測量性能 
‧理想的操作環境 
‧卓越的粗糙度分析能力 
●卓越的粗糙度分析能力 
將雷射納入表面粗糙度測量儀器的標準中 
作為表面粗糙度的新標準，OLYMPUS 開發了 LEXT OLS4000。對 LEXT OLS4000 進
行了與接觸式表面粗糙度測量儀器同樣的校正，並在 LEXT OLS4000 上配置了幾乎

所有必要的粗糙度?數和濾鏡。這樣，對於使用接觸式表面粗糙度測量儀器的用?來
說，能得到操作性和互換性良好的輸出結果。另外，還搭載了粗糙度專用模式，可

以用自動拼接功能測量樣品表面直線距離最長為 100 mm 的粗糙度。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLS4000 與接觸式表面粗糙度測量儀的測量截面曲線比較（截面全長 1.6 mm） 



 

參數一覽 

 

微細粗糙度 
使用接觸式表面粗糙度儀器，無法測量比探針的針尖直徑更細微的凹凸。而雷射顯

微鏡有著微小的雷射焦點直徑，所以能?對微細形狀進行高分辨率的粗糙度測量。 

 
非接觸式 
使用接觸式表面粗糙度測量儀器測量柔軟的樣品時，樣品容易受到探針損傷而變

形。另外，帶有黏性的樣品會黏在探針上，無法得到正確的測量結果。而非接觸式

的雷射顯微鏡，不會影響樣品的表面狀態，可以準確的測量樣品的表面粗糙度。 



 
微細處的測量 
使用接觸式表面粗糙度測量儀器，其探針無法進入微小的區域，所以不能對微小區

域進行測量。而雷射顯微鏡可以正確定位，能輕鬆測量出特定微小領域的粗糙度。 

 
3D 測量雷射共焦顯微鏡 LEXT OLS4000 : 規格 
‧概要   ‧特長   ‧規格 
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